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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロール状に巻かれたフィルムを巻き出す巻き出し部と、前記フィルムを水で洗浄する洗
浄部と、洗浄した前記フィルムを乾燥する乾燥部と、前記洗浄部及び前記乾燥部により洗
浄され乾燥された前記フィルムに対し、気体とともに、粒状のドライアイスを吹き付ける
吹き付け部材を有し、前記フィルムを前記粒状のドライアイスで洗浄するドライアイス洗
浄部と、洗浄された前記フィルムをロール状に巻き取る巻き取り部と、を備え、
　前記吹き付け部材が、気体を送り込みながら前記フィルムの進行方向を変更させるター
ンバーであり、前記ターンバーが、前記気体とともに前記粒状のドライアイスを吹き付け
ることを特徴とするウェット洗浄装置。
【請求項２】
　前記ドライアイス洗浄部に対し、前記フィルムの搬送方向の下流側で隣接して、前記フ
ィルムに付着する付着物の有無を検査する検査部を備えたことを特徴とする請求項１に記
載のウェット洗浄装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルムを液体で洗浄するウェット洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　液晶ディスプレイ用カラーフィルタの基板として、ガラス基板に換えて、プラスチック
フィルムを基板として用いた開発が進んでいる。ガラス基板やフィルム基板上にカラーフ
ィルタや、ＩＴＯ（indium tin oxide　インジウムスズ酸化物）膜といった、薄膜を精度
よく形成するためには、基板に付着した付着物を除去する作業が必要となる。ガラス基板
に対する洗浄装置としては、液体で洗浄するウェット方式の装置がある（例えば、特許文
献１参照）が、フィルム基板に対しては、気体を吹き付けて付着物を除去するドライ方式
の洗浄を行っている。フィルム基板に対して液体で洗浄する装置はなかった。
【特許文献１】特開平５－２４１０１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ロール状に巻かれたフィルムを巻き出して、そのフィルム上に、例えば、薄膜形成等の
加工が施される。しかし、フィルムに付着物が存在する場合、付着物の存在する箇所に薄
膜を形成しても欠陥品となるため、効率が悪い。ドライ方式の洗浄では、微細な付着物ま
では除去できないため、フィルムの付着物を精度よく除去するためにはウェット方式の洗
浄が必要である。
【０００４】
　そこで、本発明はフィルムを液体で洗浄するウェット洗浄装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のウェット洗浄装置は、ロール状に巻かれたフィルム（２）を巻き出す巻き出し
部（３ａ）と、前記フィルム（２）を水で洗浄する洗浄部（６３ａ、６３ｂ）と、洗浄し
た前記フィルム（２）を乾燥する乾燥部（６３ａ、６４ｂ）と、前記洗浄部（６３ａ、６
３ｂ）及び前記乾燥部（６３ａ、６４ｂ）により洗浄され乾燥された前記フィルム（２）
に対し、気体とともに、粒状のドライアイスを吹き付ける吹き付け部材（６７）を有し、
前記フィルム（２）を前記粒状のドライアイスで洗浄するドライアイス洗浄部（６５）と
、洗浄された前記フィルム（２）をロール状に巻き取る巻き取り部（１１ａ）とを備え、
前記吹き付け部材（６７）が、気体を送り込みながら前記フィルムの進行方向を変更させ
るターンバー（６７）であり、前記ターンバー（６７）が、前記気体とともに前記粒状の
ドライアイスを吹き付けることにより上記課題を解決する。
【０００６】
　液体で洗浄する洗浄部が、フィルムに付着した微細な付着物まで除去する。洗浄した後
は、洗浄したフィルムを乾燥する乾燥部を備えているため、再びロール状に巻き取ること
ができる。フィルムに対し、液体で洗浄することにより、高精度に付着物を除去すること
ができる。また、液体洗浄と乾燥を行った後、吹き付け部材が粒状のドライアイスを吹き
付けることで、液体洗浄では取れなかった付着物や、フィルムに固着する固着物等の異物
を除去することができる。また、乾燥部にて乾燥しきれなかった水分を氷にして除去する
ことができる。吹き付け部材をエアターンバーとしたことで、個別に吹き付け部材を設け
ることなく、装置の小型化を図ることができる。
【０００９】
　本発明のウェット洗浄装置の一形態において、前記ドライアイス洗浄部（６５）に対し
、前記フィルム（２）の搬送方向の下流側で隣接して、前記フィルム（２）に付着する付
着物の有無を検査する検査部（６１）を備えてもよい。この形態によれば、検査部を設け
たことで、液体洗浄、ドライアイス洗浄を経て、フィルムの付着物の有無を検査すること
で、高精度な付着物の除去が行われたか確認することができる。
【００１０】
　なお、以上の説明では本発明の理解を容易にするために添付図面の参照符号を括弧書き
にて付記したが、それにより本発明が図示の形態に限定されるものではない。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明によれば、フィルムを液体で洗浄するので、フィルムの付着物を高精度に除去す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１は、本発明の一形態に係るウェット洗浄装置が組み込まれた液晶ディスプレイの生
産システムの一例を示す。生産システム１は、液晶ディスプレイ用のカラーフィルタ基板
に加工を施すものであって、カラーフィルタ基板はウェブフィルム２に連続的に形成され
ている。
【００１３】
　生産システム１は、ウェブフィルム２の搬送方向上流側より、ウェブフィルム２を巻き
出す巻き出し装置３と、カラーフィルタ基板上にＩＴＯ膜１１を形成するＩＴＯ膜形成装
置４と、カラーフィルタ基板上にカラムスペーサ（以下、ＣＳと表記する）２１を形成す
るＣＳ形成装置５と、ウェブフィルム２を洗浄する洗浄装置６と、カラーフィルタ基板上
に光配向膜２２を形成する光配向膜形成装置７と、カラーフィルタ基板上に液晶２５をシ
ールするためのシール剤２４及び液晶２５を塗布するシール剤・液晶塗布装置８と、ＴＦ
Ｔ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ　薄膜トランジスタ）アレイ基板２３と
カラーフィルタ基板とを貼合するアライメント貼合装置９と、ウェブフィルム２からＴＦ
Ｔアレイ基板２３が貼合されたカラーフィルタ基板を切り抜く切り抜き装置１０と、切り
抜かれたウェブフィルム２を巻き取る巻き取り装置１１とを順次備える。
【００１４】
　ＩＴＯ膜形成装置４は、機能性パターンとしてのＩＴＯ膜２０をカラーフィルタ基板上
に形成するインクジェットノズル４０と、ＩＴＯ膜２０を乾燥させる乾燥部４１とを備え
る。ＣＳ形成装置５は、液晶２５の厚みを均一に保つＣＳ２１のもととなるＣＳ材塗料組
成物層５０が形成されたＣＳドライフィルムを巻き出すＣＳドライフィルム巻き出し部５
１と、カラーフィルタ基板にＣＳ材塗料組成物層５０を転写するＣＳ転写部５２と、フォ
トリソグラフィ法によりＣＳ２１を形成するための露光部５３、現像部５４及びベーク部
５５と、形成されたＣＳ２１を検査する検査部５６とを備える。洗浄装置６は、ウェブフ
ィルム２を洗浄する洗浄部６０を備える。光配向膜形成装置７は、機能性パターンとして
の光配向膜２２をカラーフィルタ基板上に形成するインクジェットノズル７０と、光配向
膜２２を乾燥させる乾燥部７１と、光配向膜２２に紫外線を照射する紫外線照射部７２と
を備える。シール剤・液晶形成装置８は、シール剤２４を塗布するインクジェットノズル
８０と、液晶２５を塗布するインクジェットノズル８１とを備える。アライメント貼合装
置９は、ＴＦＴアレイ基板２３を貼合する貼合部９０を備える。なお、図１ではウェブフ
ィルム２を巻き出し装置３から全工程を経て巻き取り装置１１まで連続的に搬送している
が、工程間の適宜の位置にてウェブフィルム２を一旦ロール状に巻き取り、その巻き取ら
れたフィルムロールを他の巻き出し装置から次工程に送り出してもよい。
【００１５】
　以上の生産システム１においては、洗浄装置６に関して、本形態の一形態に係るウェッ
ト洗浄装置が使用されている。図２は、そのウェット洗浄装置を洗浄装置６として構成し
た例を示す。図２の洗浄装置６は、上述した洗浄部６０に加えて、巻き出し装置３と同様
の構成でありロール状に巻かれたフィルム２を巻き出す巻き出し部３ａと、洗浄したフィ
ルム２の付着物やフィルム２の傷等の欠陥の有無を図示しないＣＣＤ（Charge Coupled D
evice　電荷結合素子）センサにより確認する検査を行う検査部６１と、フィルム２の欠
陥が検出されたときにラベルをフィルム２に貼り付けるラベラー６２と、巻き取り装置１
１と同様の構成であり洗浄されたフィルム２をロール状に巻き取る巻き取り部１１ａとを
順次備えている。フィルム２は、巻き出し部３ａと巻き取り部１１ａとの間を複数のガイ
ドローラに掛け回されて図示しない駆動源により動力を得て搬送される。
【００１６】
　洗浄部６０は、界面活性剤を用いて洗浄する液体洗浄部６３ａと、液体洗浄部６３ａに
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より洗浄したフィルム２を乾燥させる乾燥部６４ａと、界面活性剤をすすぐため水を用い
て洗浄する液体洗浄部６３ｂと、液体洗浄部６３ｂにより洗浄したフィルム２を乾燥させ
る乾燥部６４ｂと、気体とともに粒状のドライアイスをフィルム２に対して吹き付けるド
ライアイス洗浄部６５とを備えている。
【００１７】
　液体洗浄部６３ａ、６３ｂには、キャビテーション現象を利用したノズル対６６が設け
られている。ノズル対６６は、各ノズル６６ａ、６６ｂがフィルム２の表裏面に対向して
設置されている。本形態では、２組のノズル対６６が各液体洗浄部６３ａ、６３ｂに設置
されている。なお、キャビテーションとは、高圧の液体を噴射することで液体の速度の増
大に伴って液体の圧力が低下し、飽和水蒸気圧まで圧力が減少した結果、液体が気泡とな
る現象のことである。
【００１８】
　図３は、キャビテーション現象を利用したノズル対６６を示す。ノズル６６ａは、フィ
ルム２に対向する位置に液体貯留部６６ｃを有する。液体貯留部６６ｃの寸法は、幅Ｗが
５ｍｍ、長さＬが１ｍｍである。フィルム２と液体貯留部６６ｃの間には、１００μｍの
空隙Ｇが存在する。フィルム２の反対面にも同様のノズル６６ｂが同じ条件で、お互いに
対向する位置に設置されている。
【００１９】
　乾燥部６４ａ、６４ｂでは、エアナイフがフィルム２の表裏面に対向して設置されてい
る。フィルム２の表面及び裏面から、エアナイフのエアの噴射先がお互いに対向する位置
で、同程度の圧力で同時にエアを噴射する。
【００２０】
　ドライアイス洗浄部６５では、気体を送り込みながらフィルム２の進行方向を変更する
ターンバー６７が設置されている。吹き付け部材としてのターンバー６７は、ターンバー
６７の表面に複数の孔が設けられ、気体とともに粒状のドライアイスをフィルム２に対し
て吹き付ける。ドライアイス粒子は、液化炭酸ガスの圧力を下げることにより作り出すこ
とができる。
【００２１】
　次に洗浄装置６の動作を説明する。フィルム２は、巻き出し部３ａにより巻き出されて
搬送されて、液体洗浄部６３ａにおいて複数のノズル対６６により液体を用いて洗浄され
る。図３に示す液体貯留部６６ｃの内部では、液体が高圧で噴射されることによる噴流が
発生して、フィルム２と液体との接触面で洗浄することができる。空隙Ｇからもれる液体
は少ないため、洗浄するための液体を効率よく利用することができる。フィルム２の表裏
面から、ノズル対６６がお互いに対向する位置で、同程度の圧力で同時に洗浄するのでフ
ィルム２がたわむことなく、液体での洗浄が可能となる。
【００２２】
　洗浄後は乾燥部６４ａにて、エアナイフにより、高圧のエアを帯状に噴射して、洗浄さ
れたフィルム２の水切りを行う。
【００２３】
本形態では、洗浄と乾燥の工程のセットが２回行われ、液体洗浄部６３ａでは界面活性剤
を用いた洗浄、液体洗浄部６３ｂでは水を用いてのリンスを行うことにより、微細な付着
物を除去している。液体洗浄部６３ｂは、液体洗浄部６３ａと同様の動作により、フィル
ム２を洗浄する。乾燥部６４ｂでも、乾燥部６４ａと同様の動作により、フィルム２を乾
燥する。
【００２４】
　フィルム２への洗浄と乾燥を行った後は、ドライアイス洗浄部６５によってドライアイ
ス洗浄を行う。液体洗浄部６３ａ、６３ｂで除去できなかったフィルム２の付着物や、フ
ィルム２に固着する固着物といった異物を、ドライアイス粒子を噴射して衝突させること
により、フィルム２から除去する。また、乾燥部６４ｂで乾燥しきれなかった水は、ドラ
イアイスを接触させることにより氷にして除去する。ドライアイスは気化するので、乾燥
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等の後工程は必要ない。
【００２５】
　検査部６１では、図示しないＣＣＤセンサが設置され、液体洗浄、ドライアイス洗浄を
経て、フィルム２の異物や傷等の欠陥の有無を検査する。欠陥が発見された場合は、ラベ
ラー６２により、欠陥のある箇所にラベルが貼られ、次工程で欠陥のある箇所を避けてフ
ィルムを加工する。
【００２６】
　欠陥箇所にラベルが貼られたフィルム２は、巻き取り部１１ａにより巻き取られてロー
ル状となり、次の工程ではラベルの貼られた箇所を避けて利用する。
【００２７】
　なお、本発明の好適な形態について説明したが、本発明は、上述した形態に限定される
ことなく、種々の形態にて実施することができる。例えば、本形態では、洗浄装置６とし
てウェット洗浄装置を使用した例を説明したが、単独の装置の構成でなくとも、生産シス
テム１のようにシステムの一部として利用されていてもよい。生産システム１は、巻き出
し装置３と、洗浄部６０と、巻き取り装置１１とを備え、ウェット洗浄装置を有している
。
【００２８】
　本形態では、液体洗浄部６３ａ、６３ｂ、と乾燥部６４ａ、６４ｂとして、液体洗浄部
と乾燥部をそれぞれふたつずつ設けたウェット洗浄装置について説明したが、これに限定
されず、例えば、液体洗浄部と乾燥部をひとつずつ設けてもよいし、３つ以上の液体洗浄
部または乾燥部を設けてもよい。液体洗浄部と乾燥部の数が異なっていてもよく、数につ
いて限定されない。
【００２９】
　液体洗浄部６３ａは、界面活性剤を用いた洗浄を行うが、これに換えて、水を用いた洗
浄を行ってもよい。液体洗浄部では、フィルムの条件に合わせ、任意の液体で洗浄しても
よい。
【００３０】
　乾燥部６４ａ、６４ｂのエアナイフは、フィルム２の洗浄の条件に合わせ、任意の数を
設置してもよい。エアナイフは、フィルム２の表裏面にお互いに対向して設置される例を
説明したが、これに限定されず、例えば、エアナイフの対向として板やローラ等の支持部
材を設けてもよい。また、エアナイフに換えて、熱風による乾燥を行ってもよい。
【００３１】
　ノズル６６ａ、６６ｂの寸法については、本形態に限定されることなく、幅Ｗ、長さＬ
、空隙Ｇは、設計や条件に合わせて任意の寸法でよい。空隙Ｇや、液体の圧力を変えるこ
とにより、洗浄力を制御することができる。また、ノズル対６６の個数についても洗浄の
条件に合わせ、任意に設置してよい。ノズル６６ａ、６６ｂは、フィルム２の表裏面にお
互いに対向して設置されるノズル対６６として説明したが、これに限定されず、例えば、
ノズル６６ａの対向として板やローラ等の支持部材を設けてもよい。
【００３２】
　ドライアイス洗浄部６５では、吹き付け部材として、ターンバー６７を用いた例につい
て説明したが、これに限定されず、例えば、吹き付け部材をフィルム２の表裏面にそれぞ
れ設けてもよく、表裏面から同時に気体とともにドライアイス粒子を吹き付けるような構
成でもよい。吹き付け部材として、スリット型ノズルや、板材に複数の孔を設けた多孔板
ノズルを用いて気体とドライアイス粒子を吹き付けてもよく、これらのノズルが揺動可能
であってもよい。
【００３３】
　検査部６１のＣＣＤセンサに換えて、例えば、レーザーの反射を利用したセンサを用い
てもよく、検査手段は任意に選んでもよい。
【００３４】
　ラベラー６２では、フィルム２の欠陥箇所にラベルを貼る例を説明したが、これに限定
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されず、例えば、ＩＣタグに欠陥箇所の位置情報を記憶させてもよいし、バーコードを利
用してもよい。これにより、次の工程で欠陥のある箇所を避けてフィルムを加工すること
ができる。フィルム２の欠陥箇所を次工程で認識できれば、任意の手段を用いてよい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一形態に係るウェット洗浄装置が組み込まれた生産システムの概略図。
【図２】洗浄装置としてのウェット洗浄装置の一形態の構成を示す概略図。
【図３】液体洗浄部のノズル対の構成を示す図。
【符号の説明】
【００３６】
　１　生産システム
　２　ウェブフィルム（フィルム）
　３ａ　巻き出し部
　６　洗浄装置（ウェット洗浄装置）
　１１ａ　巻き取り部
　６０　洗浄部
　６１　検査部
　６３ａ、６３ｂ　液体洗浄部
　６４ａ、６４ｂ　乾燥部
　６５　ドライアイス洗浄部
　６７　ターンバー（吹き付け部材）

【図１】 【図２】
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